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摘要(译)

本发明提供了一种薄膜形成方法以及OLED面板形成方法。上述薄膜形成
方法包括：步骤一：将一基板放入一腔室内，所述腔室升至一预定温
度，在所述基板上形成薄膜；步骤二：降低所述基板的温度；重复上述
步骤直至在所述基板上形成预定厚度的薄膜。本发明可减小薄膜的应
力，进而减小基板的翘曲或形变。
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